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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sen-
sor zur Bestimmung von Gasparametern. Auch be-
trifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum
Herstellen eines Sensors.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschie-
denste Sensoren zur Analyse von Gasen bekannt.
Derartige Sensoren werden oft eingesetzt im Abgas-
strang von Verbrennungskraftmaschinen, beispiels-
weise als Temperatursensoren, Ruldsensoren, Flow-
sensoren und als Multisensoren, die eine Kombinati-
on unterschiedlicher Sensortypen umfassen kénnen.
Die Verbrennungsgase oder Abgase derartiger Ver-
brennungskraftmaschinen kénnen, abhangig von der
Position des Sensors im Abgasstrang relativ zu dem
Motor, eine sehr hohe Temperatur haben. Daher kén-
nen bei der Abkilhlung des Sensors haufig entspre-
chend sehr hohe Temperaturgradienten auftreten,
die die Funktionsweise des Sensors nachteilig be-
einflussen kénnen. Auch missen diese Sensoren, je
nach Verwendung, zur Sicherstellung der Funktions-
fahigkeit, dauerhaft oder zu gewissen Zeitabstanden
aktiv auf ein bestimmtes Temperaturniveau zur py-
rolytischen Reinigung gebracht werden. Daher soll-
ten die Sensoren eine hohe Temperaturschockbe-
standigkeit haben, d.h. eine hohe Widerstandsféhig-
keit gegeniber starken Temperaturadnderungen. Bei-
spielsweise kdénnen derartige Temperarturanderun-
gen auch durch Beaufschlagung mit Kondensattrop-
fen entstehen.

[0003] Ein Beispiel fir einen Sensor, der im Abgas-
strang einer Verbrennungskraftmaschine verwendet
werden kann, wird in der WO 2007/048573 A1 be-
schrieben. Der Sensor umfasst ein Stromungssenso-
relement mit einem Temperaturmesselement und ei-
nem Heizelement. Diese Elemente sind auf einem
Tragerelement angeordnet, wobei das Temperatur-
messelement einen Platindinnfilmwiderstand auf ei-
nem keramischen Untergrund zur Temperaturmes-
sung aufweist und mit einem zusatzlichen Platin-
dunnfilmwiderstand geheizt wird.

[0004] Ein Beispiel fiir einen Ru3sensor mit Heizele-
ment wird in der WO 2006/111386 A1 gezeigt. Der
beschriebene Rulsensor weist eine Sensorstruktur
auf einem Substrat zur Bestimmung einer Rul3bele-
gung auf. Zum Freibrennen von Rul} ist ein Heizleiter
auf dem Substrat als Dinnschichtstruktur aus Platin
angeordnet.

[0005] Allerdings haben die aus dem Stand der
Technik bekannten Sensoren den Nachteil, dass
diese Sensoren lediglich eine geringe Temperatur-
schockbestandigkeit gegentiber schnellen Tempera-
turdnderungen haben. Diese geringe Temperatur-
schockbestandigkeit dul3ert sich oftmals in Rissen

2/11

2019.06.13

und/oder sonstigen Verénderungen in dem Material
des Substrats.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, einen verbesserten Sensor bereitzustellen,
der die Nachteile des Stands der Technik Uberwin-
det. Insbesondere einen hochtemperaturfesten Sen-
sor bereitzustellen mit einer erhdhten Rissfestigkeit
des Substrats und der guinstig in der Herstellung ist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
einen Sensor gemal des Gegenstands des Patent-
anspruchs 1 gel6st.

[0008] Der erfindungsgemalie Sensor, insbesonde-
re Hochtemperatursensor, weist hierfir auf: zumin-
dest ein Substrat mit einer ersten Seite und einer der
ersten Seite gegenuberliegenden zweiten Seite; und
zumindest eine erste Sensorstruktur angeordnet zu-
mindest bereichsweise auf der ersten Seite des Sub-
strats, wobei das Substrat einen oxidkeramischen
Faserverbundwerkstoff umfasst.

[0009] Erfindungsgemal umfasst das Substrat ei-
nen oxidkeramischen Faserverbundwerkstoff. Hier-
fur kann das Substrat auch aus einem oxidkerami-
schen Faserverbundwerkstoff ausgebildet sein. Un-
ter ,Oxidkeramischer Faserverbundwerkstoff kann
ein Werkstoff verstanden werden bei dem Kerami-
ken, wie beispielsweise Al203 mit Glasfasern oder
Keramikfasern vor einem anschlielenden Brennvor-
gang des Substrats gemischt werden. Der so entste-
hende oxidkeramische Faserverbundwerkstoff kann
eine Dicke von 10-20 ym haben.

[0010] Als ,Sensorstruktur kannim Sinne der vorlie-
genden Erfindung jede Struktur verstanden werden,
die angepasst ist zumindest einen Gasparameter ei-
nes vorbeistromenden Gases zu erfassen. Weiterhin
kann der Begriff ,Sensorstruktur” auch dazu verwen-
det werden, eine Widerstandsleiterbahn oder Heizlei-
terbahn zu bezeichnen, die sich zumindest bereichs-
weise erwarmt, wenn sie von einem Strom durchflos-
sen wird.

[0011] Mit der Erfindung ist es erstmalig gelungen
einen Sensor fir Hochtemperaturanwendungen zu
schaffen, der eine hohe Thermoschockbestandigkeit
aufweist und hohe Temperaturwechsel im Wesentli-
chen beschadigungsfrei Ubersteht. Im Vergleich zu
den aus dem Stand der Technik bekannten Substra-
ten zeigen sich weniger und kleinere Risse, welche
sich im Wesentlichen nicht weiter auf der Oberflache
des Substrats ausbreiten.

[0012] In einem Beispiel umfasst der oxidkerami-
sche Faserverbundwerkstoff Fasern aus Siliciumdi-
oxid, Aluminiumoxid, Titanoxid, Bariumoxid, Boroxid,
Zirkoniumoxid, und/oder beliebigen Mischungen da-
von, und/oder Matrices aufweisend Aluminiumoxid,
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Siliziumoxid, Magnesiumoxid, Bariumoxid und/oder
Zirkonoxid umfasst, bevorzugt umfasst der oxidkera-
maische Faserverbundwerkstoff eine Matrix aus Alu-
miniumoxid und Zirkonoxid als ein Bindehilfsmittel.

[0013] Vorteilhaft kann durch eine Matrix aus Alu-
miniumoxid und Zirkonoxid als Bindehilfsmittel eine
sehr hohe Festigkeit des Substrats erreicht werden.

[0014] In einem weiteren Beispiel weist der Sensor
zumindest eine erste Abdeckschicht auf, angeordnet
zumindest bereichsweise auf der ersten Seite des
Substrats, wobei die erste Abdeckschicht zumindest
bereichsweise zwischen dem Substrat und der ers-
ten Sensorstruktur angeordnet ist, und/oder zumin-
dest eine zweite Abdeckschicht angeordnet zumin-
dest bereichsweise auf der zweiten Seite des Sub-
strats, wobei die zweite Abdeckschicht zumindest be-
reichsweise zwischen dem Substrat und einer zwei-
ten Sensorstruktur angeordnet ist.

[0015] In einem Beispiel umfasst/umfassen die ers-
te Abdeckschicht und/oder die zweite Abdeckschicht
eine Glasschicht, eine Keramikschicht, und/oder eine
Schicht umfassend Platin und Glas.

[0016] Vorteilhaft kbnnen durch das Anordnen einer
ersten und/oder zweiten Abdeckschicht Oberflachen-
defekte auf dem Substrat ausgeglichen werden, die
Anbindung der Sensorstruktur an dem Substrat ver-
bessert werden und eine erhéhte Stabilitdt nach ei-
nem Thermoschock erreicht werden.

[0017] Beispielsweise kann in einem einfachen aber
funktionierendem Beispiel auf das Substrat eine Ab-
deckschicht umfassend Platin und Glas, beispiels-
weise ein Gemisch aus Si02, BaO, Al203 mittels
Siebdruck angeordnet werden. Diese Abdeckschicht
hat die Funktion einer Haftvermittlerschicht und for-
dert eine gute Anbindung der Sensorstruktur an das
Substrat. Auf der Abdeckschicht kann dann eben-
falls mittels Siebdruck die Sensorstruktur angeordnet
werden. AnschlieRend kann die Anordnung in einem
Schritt gebrannt werden. Die gebrannte Anordnung
kann eine Dicke von 15 - 20 um haben.

[0018] In einem weiteren Beispiel kann anstelle ei-
ner Abdeckschicht umfassend Platin und Glas, ei-
ne Abdeckschicht umfassend Glas mittels Siebdruck
auf dem Substrat angeordnet werden und einge-
brannt werden. Vorteilhaft kénnen durch diese Ab-
deckschicht Unebenheiten und Mikrorisse im Sub-
strat geglattet werden. AnschlieBend kann auf der
eingebrannten Abdeckschicht die Sensorstruktur an-
geordnet werden und ebenfalls eingebrannt werden.

[0019] In noch einem Beispiel weist der Sensor zu-
mindest eine erste Isolationsschicht auf, angeord-
net zumindest bereichsweise auf der ersten Abdeck-
schicht und/oder auf der ersten Sensorstruktur; und/
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oder der Sensor weist zumindest eine zweite Isolati-
onsschicht auf, angeordnet zumindest bereichsweise
auf der zweiten Abdeckschicht und/oder auf der zwei-
ten Sensorstruktur, wobei die erste und/oder zwei-
te Isolationsschicht ein Glas, ein Metalloxid, eine Ke-
ramik und/oder eine Mischung aus einem Glas, ei-
nem Metalloxid und/oder einer Keramik umfassen/
umfasst.

[0020] Vorteilhaft kann die erste Sensorstruktur und/
oder die zweite Sensorstruktur durch eine derartige
Isolationsschicht/Isolationsschichten geschitzt wer-
den.

[0021] In noch einem Beispiel weist der Sensor auf:

zumindest eine erste Mantelschicht angeordnet
zumindest bereichsweise auf der ersten Isolati-
onsschicht; und/oder

zumindest eine zweite Mantelschicht angeord-
net zumindest bereichsweise auf der zweiten
Isolationsschicht.

[0022] Eine solche Mantelschicht kann als Passi-
vierungsschicht, die beispielsweise Quarzglas und
optional eine Keramik enthalten kann, einge-
setzt werden, wie es beispielsweise auch in der
DE 10 2007 046 900 B4 beschrieben wird.

[0023] In einem Beispiel umfassen/umfasst die ers-
te Sensorstruktur und/oder eine zweite Sensorstruk-
tur zumindest eine Widerstandsstruktur zur Tempera-
turmessung, insbesondere einen maanderférmigen
Messwiderstand.

[0024] Der Messwiderstand kann aus einer Lei-
terbahn mit einem geschwungenen Verlauf zwi-
schen zwei Elektroden gebildet werden. Beispiels-
weise kann die Leiterbahn maanderférmig ausgestal-
tet sein. Ein derartiger Messwiderstand kann ledig-
lich an einer Seite, entweder auf der ersten oder der
zweiten Seite des Substrats angeordnet sein. In ei-
nem weiteren Beispiel kann auch auf beiden Seiten
des Substrats ein Messwiderstand angeordnet sein.

[0025] Weiterhin kann in dem oben genannten Bei-
spiel die erste Sensorstruktur und/oder die zweite
Sensorstruktur zumindest eine Kammstruktur, IDK
Struktur, zur Messung einer Konzentration einer Ab-
lagerung von Ruf3partikeln umfassen/umfasst.

[0026] Ublicherweise kénnen IDK Strukturen zur Be-
stimmung von Rufpartikeln in einem Rul3sensor ein-
gesetzt werden.

[0027] In noch einem Beispiel umfassen/umfasst die
erste Sensorstruktur und/oder die zweite Sensor-
struktur zumindest ein elektrisches Heizelement und
zumindest einen Temperatursensor fiir eine anemo-
metrische Messung.
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[0028] Derartige Sensorstrukturen kénnen in Durch-
flusssensoren, die auch als Flowsensoren bezeich-
net werden kénnen, eingesetzt werden, um einen
Durchsatz in einem Kanal, beispielsweise in einem
Abgasstrang, zu messen.

[0029] Auch kénnen auf beiden Seiten des Substrats
unterschiedliche Sensorstrukturen, zur Bestimmung
unterschiedlicher GréRen, angeordnet sein. Ein der-
artiger Sensor kann als Multisensor bezeichnet wer-
den.

[0030] In einem weiteren Beispiel umfassen/umfasst
die erste Sensorstruktur und/oder die zweite Sensor-
struktur zumindest ein Edelmetall, vorzugweise Pla-
tin.

[0031] Vorteilhaft kann/kdnnen die Sensorstruktur/
en ein Platinwiderstand als Messwiderstand aufwei-
sen.

[0032] Die Erfindung schlagt auch eine Verwendung
eines Sensors nach einem der vorangehenden An-
spriche vor, insbesondere im Abgasstrang eines
Kraftfahrzeugs, als Temperatursensor, Rul3sensor,
Flowsensor, Gassensor, Inertialsensor, Impedanz-
sensor, Warmestromungssensor, Strémungssensor
und/oder als Multisensor, der eine Kombination aus
zwei oder mehreren der genannten Sensoren um-
fasst.

[0033] Weiterhin schlagt die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung eines Sensors vor, insbesondere ei-
nes Hochtemperatursensors, aufweisend die Schrit-
te:

Bereitstellen zumindest eines Substrat mit einer
ersten Seite und einer der ersten Seite gegen-
Uberliegenden zweiten Seite, wobei das Sub-
strat einen oxidkeramischen Faserverbundwerk-
stoff umfasst; und

Aufbringen zumindest einer ersten Sensorstruk-
tur zumindest bereichsweise auf der ersten Sei-
te des Substrats.

[0034] Beispielsweise kann die Sensorstruktur als
Platinschicht auf das Substrat in Dinnschichttech-
nologie oder in Dickschichttechnologie aufgebracht
werden. Hierfir kann Platinpulver mit Oxiden und
Bindemitteln gemischt werden und durch Siebdruck
auf das Substrat aufgebracht werden. AnschlielRend
kann ein Tempern stattfinden.

[0035] In einem Beispiel weist das Verfahren weiter
auf:

Anordnen zumindest einer ersten Abdeckschicht
zumindest bereichsweise auf der ersten Sei-
te des Substrats zumindest bereichsweise zwi-
schen dem Substrat und der ersten Sensorstruk-
tur, und/oder
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Anordnen zumindest einer zweiten Abdeck-
schicht zumindest bereichsweise auf der zwei-
ten Seite des Substrats zumindest bereichswei-
se zwischen dem Substrat und der zweiten Sen-
sorstruktur, wobei die erste Abdeckschicht und/
oder die zweite Abdeckschicht bevorzugt eine
Glasschicht, eine Keramikschicht, und/oder eine
Schicht umfassend Platin und Glas umfassen/
umfasst.

[0036] In noch einem Beispiel weist das Verfahren
weiter auf:

Anordnen zumindest einer ersten Isolations-
schicht zumindest bereichsweise auf der ersten
Abdeckschicht und/oder auf der ersten Sensor-
struktur; und/oder

Anordnen zumindest einer zweiten Isolations-
schicht zumindest bereichsweise auf der zwei-
ten Abdeckschicht und/oder auf der zweiten
Sensorstruktur, wobei die erste und/oder zwei-
te Isolationsschicht ein Glas, ein Metalloxid, ei-
ne Keramik und/oder eine Mischung aus einem
Glas, einem Metalloxid und/oder einer Keramik
umfassen/umfasst.

[0037] In dem oben genannten Beispiel kann das
Verfahren weiter aufweisen:

Anordnen zumindest einer ersten Mantelschicht
zumindest bereichsweise auf der ersten Isolati-
onsschicht; und/oder

Anordnen zumindest einer zweiten Mantel-
schicht zumindest bereichsweise auf der zwei-
ten Isolationsschicht.

[0038] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung,
in der bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung
anhand von schematischen Zeichnungen erlautert
sind.

[0039] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf einen
Sensor gemal einer Ausfuhrungsform der Erfin-
dung;

Fig. 2 eine schematische Explosionsdarstellung
eines Sensors gemal einer Ausfuhrungsform
der Erfindung; und

Fig. 3 ein Verfahren zur Herstellung eines Sen-
sors gemal einer Ausfluhrungsform der Erfin-
dung.

[0040] In Fig. 1 wird eine schematische Draufsicht
auf einen Sensor 1 gemaR einer Ausfuhrungsform
der Erfindung gezeigt. In der gezeigten Ausfiihrungs-
form ist auf dem Substrat 3 eine erste Abdeckschicht
5 auf der ersten Seite des Substrats 3 zwischen dem
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Substrat 3 und einer ersten Sensorstruktur 7 ange-
ordnet.

[0041] In der gezeigten Ausfihrungsform ist eine
IDK Struktur zur Bestimmung von RuRpartikeln als
erste Sensorstruktur 7 auf dem Substrat 3 angeord-
net. In nicht gezeigten Ausflihrungsformen kann die
erste Sensorstruktur 7 auch weitere/alternative Struk-
turen umfassen, die angepasst sind einen oder meh-
rere Gasparameter eines vorbeistromenden Gases
zu erfassen. In dem gezeigten Beispiel wird, zur Be-
stimmung von Ruf3partikeln, die erste Sensorstruk-
tur 7 beheizt. Als Heizer kann eine Widerstandslei-
terbahn, die sich unterhalb der ersten Sensorstruk-
tur 7 befindet (nicht gezeigt), verwendet werden. Bei-
spielsweise kann eine zweite nicht gezeigte Sensor-
struktur auf einer zweiten Seite des Substrats ange-
ordnet werden und den Bereich A an/um die erste
Sensorstruktur 7 beheizen. In einer nicht gezeigten
Ausfuhrungsform kann auch die erste Sensorstruktur
7 zusatzlich zu der IDK Struktur noch einen Heizleiter
zum Beheizen der IDK Struktur aufweisen.

[0042] Auch wird in der Fig. 1 ein Bereich B mit ei-
nem groRen Temperaturgradienten von rechts (kalt)
nach links (heiR) gezeigt, der gleichzeitig ein Bereich
mit einer hohen Riss- bzw. Bruchanfalligkeit darstellt.
In diesem Bereich werden die im Stand der Technik
verwendeten Substrate haufig beschadigt.

[0043] In Fig. 2 wird eine schematische Explosions-
darstellung eines Sensors 1 gemal einer Ausfiih-
rungsform der Erfindung gezeigt. Der beispielhaft ge-
zeigte Sensor 1 kann der in Fig. 1 gezeigte Sensor 1
sein. Der Sensor 1 weist ein Substrat 3 auf, das einen
oxidkeramischen Faserverbundwerkstoff umfasst.

[0044] Optional ist in der in Fig. 2 gezeigten Aus-
fihrungsform eine erste Abdeckschicht 5 gezeigt, die
auf der ersten Seite des Substrats 3 angeordnet ist.
Beispielsweise kann die erste Abdeckschicht 5 durch
Siebdruck aufgebracht werden und eine Glasschicht,
eine Keramikschicht, und/oder eine Schicht umfas-
send Platin und Glas umfassen. Die erste Abdeck-
schicht 5 kann vollflachig eine Oberflache des Sub-
strats 3 bedecken, oder nur auf einem Teilbereich der
Oberflache des Substrats 3 angeordnet sein.

[0045] Auf dem Substrat 3 oder auf der optional
aufgebrachten ersten Abdeckschicht 5 ist eine ers-
te Sensorstruktur 7 angeordnet, die als IDK Struktur
ausgeflhrt ist. Die erste Sensorstruktur 7 kann, wie
es in Fig. 2 gezeigt wird, Uber zwei Anschlusskontak-
te verfiigen, um die Sensorstruktur 7 an eine Auswer-
teelektronik anschlielen zu kdénnen (nicht gezeigt in
Fig. 2). Alternativ oder zuséatzlich zu der gezeigten
IDK Struktur kdnnen, in nicht gezeigten Ausfihrungs-
formen, weitere Sensorstrukturen, bzw. Heizelemen-
te auf der ersten Seite des Substrats 3 angeordnet
sein.
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[0046] Weiterhin wird in der Fig. 2 lediglich optional
gezeigt, dass die erste Sensorstruktur 7 und Bereiche
der Abdeckschicht 5, die nicht von der ersten Sensor-
struktur 7 bedeckt sind, von einer ersten Isolations-
schicht 9 zumindest teilweise bedeckt sein kénnen.
Die erste Isolationsschicht 9 kann wiederum, lediglich
optional, von einer Mantelschicht 11 zumindest teil-
weise bedeckt sein. Der Fachmann weil} aber, dass
eine Isolationsschicht 9 und/oder eine Mantelschicht
11 nicht notwendig sind fur die Verwendung des in
Fig. 2 gezeigten Sensors 1 als Temperatursensor,
RuBsensor, Flowsensor, und/oder als Multisensor,
beispielsweise im Abgasstrang eines Kraftfahrzeugs.

[0047] Inderin Fig. 2 gezeigten Ausfihrungsform ist
auf der zweiten Seiten des Substrats 3 eine zweite
Abdeckschicht 5' angeordnet, die ein gleiches Mate-
rial wie die erste Abdeckschicht 5 umfassen kann.

[0048] In der gezeigten Ausfihrungsform ist bei-
spielhaft eine Maanderstruktur als zweite Sensor-
struktur 7' auf dem Substrat 3 angeordnet. Die ge-
zeigte Maanderstruktur kann beispielsweise dazu
verwendet werden, um das Substrat 3 aufzuheizen
und/oder um die Temperatur zu messen. In alternati-
ven, nicht hierin gezeigten, Ausfiihrungsformen kann
die zweite Sensorstruktur 7' auch weitere/alternative
Strukturen umfassen, die angepasst sind einen oder
mehrere Gasparameter eines vorbeistromenden Ga-
ses zu erfassen.

[0049] Auch kann, wie es bereits hierin beztglich der
ersten Seite des vollkeramischen Heizers 3 beschrie-
ben wurde, auf der zweiten Sensorstruktur 7' zumin-
dest bereichsweise eine zweite Isolationsschicht 9'
angeordnet sein, auf der wiederum zumindest be-
reichsweise eine zweite Mantelschicht 11" angeord-
net sein kann.

[0050] Eine Anordnung von Strukturen auf der zwei-
ten Seite des Substrats 3 ist aber nicht essentiell fur
die Erfindung. Ein erfindungsgemafer Sensor 1 kann
auch lediglich eine Substrat 3 und eine erste Sensor-
struktur 7 umfassen.

[0051] Fig. 3 zeigt ein Verfahren 1000 zur Herstel-
lung eines Sensors gemal einer Ausflihrungsform
der Erfindung. Das Verfahren 1000 weist die nachfol-
genden Schritte auf:

Bereitstellen 1010 zumindest eines Substrat mit
einer ersten Seite und einer der ersten Seite ge-
genuberliegenden zweiten Seite, das Substrat
einen oxidkeramischen Faserverbundwerkstoff
umfasst; und

Aufbringen 1020 zumindest einer ersten Sensor-
struktur zumindest bereichsweise auf der ersten
Seite des Substrats.
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[0052] Weiterhin kann das Verfahren auch die nach-
folgenden Schritte aufweisen:

Anordnen 1030 zumindest einer ersten Abdeck-
schicht zumindest bereichsweise auf der ers-
ten Seite des Substrats zumindest bereichswei-
se zwischen dem Substrat und der ersten Sen-
sorstruktur, und/oder

Anordnen 1040 zumindest einer zweiten Ab-
deckschicht zumindest bereichsweise auf der
zweiten Seite des Substrats zumindest bereichs-
weise zwischen dem Substrat und der zweiten
Sensorstruktur, wobei die erste Abdeckschicht
und/oder die zweite Abdeckschicht bevorzugt ei-
ne Glasschicht, eine Keramikschicht, und/oder
eine Schicht umfassend Platin und Glas umfas-
sen/umfasst, und/oder

Anordnen 1050 zumindest einer ersten Isolati-
onsschicht zumindest bereichsweise auf der ers-
ten Abdeckschicht und/oder auf der ersten Sen-
sorstruktur; und/oder

Anordnen 1060 zumindest einer zweiten Isola-
tionsschicht zumindest bereichsweise auf der
zweiten Abdeckschicht und/oder auf der zweiten
Sensorstruktur, wobei die erste und/oder zwei-
te Isolationsschicht ein Glas, ein Metalloxid, ei-
ne Keramik und/oder eine Mischung aus einem
Glas, einem Metalloxid und/oder einer Keramik
umfassen/umfasst, und/oder

Anordnen 1070 zumindest einer ersten Mantel-
schicht zumindest bereichsweise auf der ersten
Isolationsschicht; und/oder

Anordnen 1080 zumindest einer zweiten Mantel-
schicht zumindest bereichsweise auf der zwei-
ten Isolationsschicht.

[0053] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Anspriichen und in den Figuren dargestellten Merk-
male kdnnen sowohl einzeln als auch in beliebiger
Kombination wesentlich fir die Erfindung in ihren ver-
schiedenen Ausfihrungsformen sein.

5,5'
7,7
9,9
1, 11"

1000

Bezugszeichenliste

Sensor

Substrat

erste/zweite Abdeckschicht
erste/zweite Sensorstruktur
erste/zweite Isolationsschicht
erste/zweite Mantelschicht
Bereich A

Bereich B

Verfahren zur Herstellung eines
Sensors
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Herstellen

Aufbringen

Anordnen erste Abdeckschicht
Anordnen zweite Abdeckschicht
Anordnen erste Isolationsschicht
Anordnen zweite Isolationsschicht
Anordnen erste Mantelschicht

Anordnen zweite Mantelschicht
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Patentanspriiche

1. Sensor, insbesondere Hochtemperatursensor,
aufweisend:
zumindest ein Substrat (3) mit einer ersten Seite und
einer der ersten Seite gegeniberliegenden zweiten
Seite; und
zumindest eine erste Sensorstruktur (7) angeordnet
zumindest bereichsweise auf der ersten Seite des
Substrats (3), dadurch gekennzeichnet, dass
das Substrat (3) einen oxidkeramischen Faserver-
bundwerkstoff umfasst.

2. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der oxidkeramische Faserverbund-
werkstoff Fasern aus Siliciumdioxid, Aluminiumoxid,
Titanoxid, Bariumoxid, Boroxid, Zirkoniumoxid, und/
oder beliebigen Mischungen davon umfasst, und/
oder Matrices aufweisend Aluminiumoxid, Silizium-
oxid, Magnesiumoxid, Bariumoxid und/oder Zirkon-
oxid umfasst, bevorzugt umfasst der oxidkeramai-
sche Faserverbundwerkstoff eine Matrix aus Alumini-
umoxid und Zirkonoxid als ein Bindehilfsmittel.

3. Sensor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sensor aufweist:
zumindest eine erste Abdeckschicht (5) angeordnet
zumindest bereichsweise auf der ersten Seite des
Substrats (3), wobei die erste Abdeckschicht (5) zu-
mindest bereichsweise zwischen dem Substrat (3)
und der ersten Sensorstruktur (7) angeordnet ist, und/
oder
zumindest eine zweite Abdeckschicht (5') angeord-
net zumindest bereichsweise auf der zweiten Seite
des Substrats (3), wobei die zweite Abdeckschicht
(5") zumindest bereichsweise zwischen dem Substrat
(3) und einer zweiten Sensorstruktur (7') angeordnet
ist.

4. Sensor nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Abdeckschicht (5) und/oder
die zweite Abdeckschicht (5') eine Glasschicht, ei-
ne Keramikschicht, und/oder eine Schicht umfassend
Platin und Glas umfassen/umfasst

5. Sensor nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sensor aufweist:
zumindest eine erste Isolationsschicht (9), angeord-
net zumindest bereichsweise auf der ersten Abdeck-
schicht (5) und/oder auf der ersten Sensorstruktur (7);
und/oder zumindest eine zweite Isolationsschicht (9'),
angeordnet zumindest bereichsweise auf der zweiten
Abdeckschicht (5') und/oder auf der zweiten Sensor-
struktur (7'), wobei die erste und/oder zweite Isolati-
onsschicht (9') ein Glas, ein Metalloxid, eine Keramik
und/oder eine Mischung aus einem Glas, einem Me-
talloxid und/oder einer Keramik umfassen/umfasst.

6. Sensor nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sensor aufweist:
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zumindest eine erste Mantelschicht (11) angeordnet
zumindest bereichsweise auf der ersten Isolations-
schicht (9); und/oder

zumindest eine zweite Mantelschicht (11') angeord-
net zumindest bereichsweise auf der zweiten Isolati-
onsschicht (9').

7. Sensor nach einem der vorangehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Sen-
sorstruktur (7) und/oder eine zweite Sensorstruktur
(7"), zumindest eine Widerstandsstruktur zur Tempe-
raturmessung umfassen/umfasst, insbesondere ei-
nen maanderférmigen Messwiderstand umfassen/
umfasst.

8. Sensor nach einem der vorangehenden Anspr-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Sen-
sorstruktur (7) und/oder die zweite Sensorstruktur (7')
zumindest eine Kammstruktur, IDK Struktur, zur Mes-
sung einer Konzentration einer Ablagerung von Ruf3-
partikeln umfassen/umfasst.

9. Sensor nach einem der vorangehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Sen-
sorstruktur (7) und/oder die zweite Sensorstruktur (7')
zumindest ein elektrisches Heizelement und zumin-
dest einen Temperatursensor flir eine anemometri-
sche Messung umfassen/umfasst.

10. Sensor nach einem der vorangehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Sensorstruktur (7) und/oder die zweite Sensorstruk-
tur (7') zumindest ein Edelmetall, vorzugweise Platin
umfassen/umfasst.

11. Verwendung eines Sensors nach einem der
vorangehenden Anspriche, insbesondere im Ab-
gasstrang eines Kraftfahrzeugs, als Temperatursen-
sor, Ru3sensor, Flowsensor, Gassensor, Inertialsen-
sor, Impedanzsensor, Warmestronungssensor, Stro-
mungssensor und/oder als Multisensor, der eine
Kombination aus zwei oder mehreren der genannten
Sensoren umfasst.

12. Ein Verfahren zur Herstellung eines Sensor,
insbesondere eines Hochtemperatursensors, aufwei-
send die Schritte:

Bereitstellen (1010) zumindest eines Substrat (3) mit
einer ersten Seite und einer der ersten Seite gegen-
Uberliegenden zweiten Seite, wobei das Substrat (3)
einen oxidkeramischen Faserverbundwerkstoff um-
fasst; und

Aufbringen (1020) zumindest einer ersten Sensor-
struktur (7) zumindest bereichsweise auf der ersten
Seite des Substrats (3).

13. Verfahren nach Anspruch 12, aufweisend:
Anordnen (1030) zumindest einer ersten Abdeck-
schicht (5) zumindest bereichsweise auf der ersten
Seite des Substrats (3) zumindest bereichsweise zwi-
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schen dem Substrat (3) und der ersten Sensorstruk-
tur (7), und/oder

Anordnen (1040) zumindest einer zweiten Abdeck-
schicht (5') zumindest bereichsweise auf der zweiten
Seite des Substrats (3) zumindest bereichsweise zwi-
schen dem Substrat (3) und der zweiten Sensorstruk-
tur (7'), wobei die erste Abdeckschicht (5) und/oder
die zweite Abdeckschicht (5') bevorzugt eine Glas-
schicht, eine Keramikschicht, und/oder eine Schicht
umfassend Platin und Glas umfassen/umfasst.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, aufwei-
send:
Anordnen (1050) zumindest einer ersten Isolations-
schicht (9) zumindest bereichsweise auf der ersten
Abdeckschicht (5) und/oder auf der ersten Sensor-
struktur (7); und/oder Anordnen (1060) zumindest ei-
ner zweiten Isolationsschicht (9') zumindest bereichs-
weise auf der zweiten Abdeckschicht (5') und/oder
auf der zweiten Sensorstruktur (7'), wobei die erste
und/oder zweite Isolationsschicht (9, 9') ein Glas, ein
Metalloxid, eine Keramik und/oder eine Mischung aus
einem Glas, einem Metalloxid und/oder einer Kera-
mik umfassen/umfasst.

15. Verfahren nach Anspruch 14, aufweisend:
Anordnen (1070) zumindest einer ersten Mantel-
schicht (11) zumindest bereichsweise auf der ersten
Isolationsschicht (9); und/oder
Anordnen (1080) zumindest einer zweiten Mantel-
schicht (11') zumindest bereichsweise auf der zwei-
ten Isolationsschicht (9').

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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1000

/

/1010

Bereitstellen zumindest eines Substrat mit einer ersten Seite und einer der
ersten Seite gegentiberliegenden zweiten Seite, das Substrat einen oxidkera-
mischen Faserverbundwerkstoff umfasst.

y 1020

A 4

Aufbringen zumindest einer ersten Sensorstruktur zumindest bereichsweise
auf der ersten Seite des Substrats.

i Anordnen zumindest einer ersten Abdeckschicht zumindest bereichsweise auf i
' der ersten Seite des Substrats zumindest bereichsweise zwischen dem Sub- !
i strat und der ersten Sensorstruktur. E

i Anordnen zumindest einer zweiten Abdeckschicht zumindest bereichsweise !
' auf der zweiten Seite des Substrats zumindest bereichsweise zwischen dem |
i Substrat und der zweiten Sensorstruktur, wobei die erste Abdeckschicht 1
i und/oder die zweite Abdeckschicht bevorzugt eine Glasschicht, eine Keramik- !
1 schicht, und/oder eine Schicht umfassend Platin und Glas umfassen/umfasst. 1

Anordnen zumindest einer ersten Isolationsschicht zumindest bereichsweise E
auf der ersten Abdeckschicht und/oder auf der ersten Sensorstruktur. i

1 Anordnen zumindest einer zweiten Isolationsschicht zumindest bereichsweise i
' auf der zweiten Abdeckschicht und/oder auf der zweiten Sensorstruktur, wobei |
i die erste und/oder zweite Isolationsschicht ein Glas, ein Metalloxid, eine Ke- i
1 ramik und/oder eine Mischung aus einem Glas, einem Metalloxid und/oder !
: einer Keramik umfassen/umfasst. i

E Anordnen zumindest einer ersten Mantelschicht zumindest bereichsweise auf i
! der ersten Isolationsschicht. E

i Anordnen zumindest einer zweiten Mantelschicht zumindest bereichsweise
E auf der zweiten Isolationsschicht.
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